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(57)【要約】
【課題】　赤外線センサよりのセンサ出力信号に対して
所定の信号処理を行うための新規な構成の信号処理回路
を有し、信頼性の高いガス濃度測定を行うことのできる
赤外線式ガス検知器を提供すること。
【解決手段】　この赤外線式ガス検知器は、赤外線セン
サと、当該赤外線センサよりの、交流成分に直流成分が
重畳されたセンサ出力信号に対して所定の信号処理を行
う信号処理回路とを具えてなり、前記信号処理回路は、
各々、前記赤外線センサよりのセンサ出力信号の信号レ
ベルを上昇させる信号レベル変換機能を有する前段回路
および後段回路により構成されており、当該後段回路は
、前段回路よりの出力信号を所定の増幅率で増幅する信
号振幅増幅機能をさらに有しており、前段回路が赤外線
センサに対して交流結合されていると共に後段回路が前
段回路に対して交流結合された構成とされている。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　赤外線センサと、当該赤外線センサよりの、交流成分に直流成分が重畳されたセンサ出
力信号に対して所定の信号処理を行う信号処理回路とを具えてなり、
　前記信号処理回路は、各々、前記赤外線センサよりのセンサ出力信号の信号レベルを上
昇させる信号レベル変換機能を有する前段回路および後段回路により構成されており、当
該後段回路は、前記前段回路よりの出力信号を所定の増幅率で増幅する信号振幅増幅機能
をさらに有しており、
　前記前段回路が前記赤外線センサに対して交流結合されていると共に前記後段回路が前
記前段回路に対して交流結合されていることを特徴とする赤外線式ガス検知器。
【請求項２】
　前記前段回路は、コンデンサを含む交流結合回路および当該交流結合回路を介して前記
赤外線センサに接続された、増幅率が１倍であるバッファ回路を有し、
　前記後段回路は、コンデンサを含む交流結合回路および当該交流結合回路を介して前記
前段回路に接続された増幅回路を有することを特徴とする請求項１に記載の赤外線式ガス
検知器。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、赤外線式ガス検知器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、例えばメタンなどのＨＣ系可燃性ガスや、毒性ガスなどを検知対象ガスとするガ
ス検知器の一として、例えば、一定の光路長を有する、被検査ガスが導入されるガスセル
を備え、このガスセルの一端側に赤外線光源が配置されると共に他端側に例えば焦電型赤
外線センサよりなる赤外線検出器が配置されて構成されてなり、被検査ガス中の検知対象
ガスによって赤外線が吸収されることによる赤外線光量の減衰の程度に応じて当該検知対
象ガスの濃度を測定する、非分散型赤外線吸収法を利用した赤外線式ガス検知器が用いら
れている。
【０００３】
　焦電型赤外線センサよりのセンサ出力信号は、直流成分にこの直流成分に比して微弱な
交流成分が重畳されたものであり、例えば、赤外線光源を点滅駆動させる構成のものにお
いては、交流成分の周波数は例えば０．３～２Ｈｚであり、振幅は例えば数ｍＶ～数百ｍ
Ｖ程度である。
　非分散型赤外線吸収法を利用したガス濃度測定においては、センサ出力信号の交流成分
（交流波形）の振幅が検知対象ガスの存在により小さくなることを利用するものであるが
、赤外線センサよりのセンサ出力信号をこの状態のまま出力するのであれば、ガス応答に
係る信号成分である交流成分を十分に高い信頼性をもって検出することができないことか
ら、センサ出力信号を適正な大きさの信号レベルに変換すること、および、適正な大きさ
の信号振幅に増幅することが必要とされる。具体的な一例を示すと、例えば、信号レベル
については、センサ出力信号が、波形の中点出力が０．７Ｖ程度、信号振幅が３０ｍＶｐ
ｐであるものである場合には、信頼性の高いガス濃度測定を行うためには、波形の中点出
力を例えば２．５Ｖ程度に変換し、信号振幅を例えば３０００ｍＶｐｐ程度にまで増幅す
ることが必要とされる。
【０００４】
　一般に、交流信号を増幅する手段として、例えばコンデンサを用いた交流結合回路（Ａ
Ｃカップリング回路）を利用することが知られており、このような信号処理回路を具えた
焦電型赤外線ガス検知器が提案されている（特許文献１参照）。
　図４は、従来の焦電型赤外線式ガス検知器における信号処理回路の一例を示すブロック
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図である。
　この焦電型赤外線式ガス検知器においては、焦電型赤外線センサ６０よりのセンサ出力
信号をその信号レベルを上昇させると共に所定の増幅率で増幅させて出力する増幅手段７
０を具えている。図４において、符号６１は焦電素子（センサ素子）、６５は電界効果型
トランジスタ（ＦＥＴ）、５５は赤外線光源、Ｒｇは内部抵抗、Ｒｓは受信抵抗である。
　増幅手段７０は、コンデンサＣ0 と抵抗器Ｒ0 とにより構成された交流結合回路７１と
、この交流結合回路７１を介して焦電型赤外線センサ６０に接続された、オペアンプ７２
Ａによる増幅回路７２と、交流結合回路７１を構成する抵抗器Ｒ0 に接続された基準電圧
電源７３Ａとを具えており、焦電型赤外線センサ６０よりのセンサ出力信号における直流
成分が交流結合回路７１によって除去されると共に、基準電圧電源７３Ａ，７３Ｂによっ
て直流バイアスが印加されることにより所定の信号レベルに上昇され、その後、増幅回路
７２によって、信号振幅が設定されたゲイン（増幅率）で増幅される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３３７０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　而して、上記のコンデンサＣ0 を含む交流結合回路７１を利用した信号処理回路（交流
増幅回路）においては、上述したように、センサ出力信号の信号振幅が例えば数ｍＶ～数
百ｍＶ程度と小さいことから、増幅回路７２の増幅率を大きく設定することが必要とされ
ると共に、交流成分の周波数が例えば０．３～２Ｈｚ程度と小さいことから、交流結合回
路７１における時定数τ0 （＝Ｃ0 ×Ｒ0 ）を大きく設定することが必要とされる。
　しかしながら、コンデンサを含む交流結合回路を利用した信号処理回路においては、コ
ンデンサの絶縁性が悪い場合、換言すれば、コンデンサの漏れ電流が大きい場合には、セ
ンサ出力信号における直流成分まで増幅されることとなるため、波形の信号レベル（中点
出力）の変動の程度が大きくなって増幅手段の設定された出力範囲を超えてしまうことが
あり、その結果、センサ出力信号に対して適正な増幅処理を行うことが困難となり、ガス
濃度測定を高い信頼性をもって行うことができない、という問題がある。
　そして、センサ出力信号の増幅処理において、このような波形の信号レベル（中点出力
）に変動が生ずるその程度は、増幅回路７２の増幅率と、交流結合回路７１の時定数の大
きさ（コンデンサＣ0 の静電容量および抵抗器Ｒ0 の抵抗値）に比例しており、増幅回路
７２の増幅率が大きく設定されると共に交流結合回路７１の時定数が大きく設定される上
記の信号処理回路においては、上記の問題が生じやすくなる。
【０００７】
　本発明は、以上のような事情に基づいてなされたものであって、赤外線センサよりのセ
ンサ出力信号に対して所定の信号処理を行うための新規な構成の信号処理回路を有し、信
頼性の高いガス濃度測定を行うことのできる赤外線式ガス検知器を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の赤外線式ガス検知器は、赤外線センサと、当該赤外線センサよりの、交流成分
に直流成分が重畳されたセンサ出力信号に対して所定の信号処理を行う信号処理回路とを
具えてなり、
　前記信号処理回路は、各々、前記赤外線センサよりのセンサ出力信号の信号レベルを上
昇させる信号レベル変換機能を有する前段回路および後段回路により構成されており、当
該後段回路は、前記前段回路よりの出力信号を所定の増幅率で増幅する信号振幅増幅機能
をさらに有しており、
　前記前段回路が前記赤外線センサに対して交流結合されていると共に前記後段回路が前
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記前段回路に対して交流結合されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の赤外線式ガス検知器においては、前記前段回路は、コンデンサを含む交流結合
回路および当該交流結合回路を介して前記赤外線センサに接続された、増幅率が１倍であ
るバッファ回路を有し、
　前記後段回路は、コンデンサを含む交流結合回路および当該交流結合回路を介して前記
前段回路に接続された増幅回路を有する構成とされていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の赤外線式ガス検知器によれば、赤外線センサに対して交流結合された前段回路
と、この前段回路に対して交流結合された後段回路とを有する信号処理回路によって、赤
外線センサよりのセンサ出力信号に対する信号処理が行われる構成とされていることによ
り、赤外線センサよりのセンサ出力信号に対して適正な増幅処理を行うことができ、従っ
て、交流結合回路を構成するコンデンサの絶縁抵抗値が低下した場合であっても、ガス濃
度測定を高い信頼性をもって行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の赤外線式ガス検知器の一例における構成の概略を示すブロック図である
。
【図２】図１に示す赤外線式ガス検知器における信号処理回路の一例における構成の概略
を示すブロック図である。
【図３－Ａ】図１に示す赤外線式ガス検知器における信号処理回路の信号レベル変換機能
を説明するための図であって、（α）が赤外線センサよりのセンサ出力信号、（β）がセ
ンサ出力信号の信号レベルが上昇された出力信号を模式的に示す図である。
【図３－Ｂ】図１に示す赤外線式ガス検知器における信号処理回路の信号振幅増幅機能を
説明するための図であって、センサ出力信号の信号振幅が所定の増幅率で増幅された出力
信号を模式的に示す図。
【図４】従来における焦電型赤外線式ガス検知器における信号処理回路の一例を示すブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の赤外線式ガス検知器の一例における構成の概略を示すブロック図、図
２は、図１に示す赤外線式ガス検知器における信号処理回路の一例における構成の概略を
示すブロック図である。
　この赤外線式ガス検知器は、導入される被検査ガスに含まれる検知対象ガスの濃度に応
じたガス検知信号を出力するガス検知部１０と、赤外線式ガス検知器における各構成部に
適宜の動作指令信号を発する機能を有すると共に、ガス検知部１０よりのセンサ出力信号
Ｓａに対して所定の信号処理を行い、被検査ガス中の検知対象ガスの濃度を算出する機能
を有する制御部３０とを備えている。
【００１３】
　ガス検知部１０は、被検査ガスが導入される例えば筒状のガスセル１１と、このガスセ
ル１１の一端側（図１において左端側）に設けられた赤外線光源１５と、ガスセル１１の
他端側（図１において右端側）に赤外線光源１５と対向するよう設けられた、例えば焦電
型赤外線センサ（以下、単に「赤外線センサ」という。）２０とを有する。図１において
、符号１１Ａは被検査ガスが導入されるガス流入口、１１Ｂはガス排出口、１８は光学フ
ィルタであって、検知対象ガスのガス分子固有の吸収波長域の赤外線に対してのみ高い透
過率を有するものである。
【００１４】
　赤外線光源１５は、制御部３０によって、例えば、輝度が一定の周期で方形波状に変化
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するように変調する状態で、点滅駆動される。
【００１５】
　赤外線センサ２０は、焦電素子（センサ素子）２１と、この焦電素子２１がゲートに接
続された電界効果型トランジスタ（ＦＥＴ）２５と、焦電素子２１に並列に接続された内
部抵抗Ｒｇと、電界効果型トランジスタ２５のソースとグラウンドとの間に介設された受
信抵抗Ｒｓとを具えており、電界効果型トランジスタ２５に起因する直流成分にこの直流
成分に比して微弱な焦電素子２１からの交流成分が重畳された電圧信号がセンサ出力信号
Ｓａとして出力される。
【００１６】
　制御部３０は、赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａに対して後述する増幅処理
を行う信号処理回路４０と、この信号処理回路４０よりの出力信号（以下、「ガス濃度算
出用出力信号」という。）Ｓｃをデジタル信号（Ａ／Ｄ値）に変換するＡ／Ｄ変換回路３
４と、このＡ／Ｄ変換回路３４によって得られたデジタル信号に対して特定の信号処理を
施して、例えば表示用の指示出力値を算出するマイコン３３とを有する。図１における符
号３１は、マイコン３３からの信号を光源駆動用の動作指令信号に変換するデジタル変換
回路である。
【００１７】
　信号処理回路４０は、赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａの信号レベルを上昇
させると共に信号振幅を設定された増幅率で増幅してガス濃度算出用出力信号Ｓｃを出力
する機能を有し、赤外線センサ２０に接続される前段回路４１とこの前段回路４１に接続
される後段回路４５とを具えている。
【００１８】
　前段回路４１は、所定の静電容量を有するコンデンサＣ1 およびこのコンデンサＣ1 の
出力側に接続された抵抗器Ｒ1 により構成された交流結合回路４２と、この交流結合回路
４２を介して赤外線センサ２０に接続された、回路間の緩衝を防止するためのバッファ回
路４３と、交流結合回路４２を構成する抵抗器Ｒ1 に接続された、直流バイアスをセンサ
出力信号に印加する定電圧電源よりなる基準電圧電源４４Ａとにより構成されており、主
として、赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａの信号レベルを上昇させる機能を有
するものである。
　バッファ回路４３は、オペアンプ４３Ａによるボルテージフォロワ回路により構成され
ており、交流結合回路４２によって直流成分が除去されると共に基準電圧電源４４Ａより
の直流バイアスが印加された赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａ、すなわち、赤
外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａにおける交流成分を１倍の利得で増幅する（電
圧増幅率が１倍である）。
【００１９】
　後段回路４５は、所定の静電容量を有するコンデンサＣ2 およびこのコンデンサＣ2 の
出力側に接続された抵抗器Ｒ2 により構成された交流結合回路４６と、この交流結合回路
４６を介して前段回路４１に接続されたオペアンプ４７Ａによる増幅回路４７と、交流結
合回路４６を構成する抵抗器Ｒ2 に接続された、定電圧電源よりなる基準電圧電源４４Ｂ
とにより構成されている。
　この後段回路４５は、例えば、前段回路４１が正常に動作している場合においては、前
段回路４１より出力される信号レベル変換センサ出力信号Ｓｂの信号振幅を設定された増
幅率で増幅してガス濃度算出用出力信号Ｓｃを出力する機能を有し、前段回路４１が正常
に動作していない場合においては、前段回路４１よりの出力信号の信号レベルを上昇させ
ると共に信号振幅を設定された増幅率で増幅してガス濃度算出用出力信号Ｓｃを出力する
機能を有するものである。
　増幅回路４７は、その出力端子が抵抗器Ｒ3 を介して反転入力端子に接続されており、
また、非反転入力端子に抵抗器Ｒ4 を介して定電圧電源よりなる基準電圧電源４４Ｃが接
続されており、これにより、前段回路４１よりの出力信号である、例えばレベル変換セン
サ出力信号Ｓｂの信号振幅を設定された増幅率で増幅する。
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【００２０】
　前段回路４１における交流結合回路４２の時定数τ1 （＝Ｃ1 ×Ｒ1 ）および後段回路
４５における交流結合回路４６の時定数τ2 （＝Ｃ2 ×Ｒ2 ）は、いずれも、例えば１～
２０ｓｅｃの範囲内で設定されており、前段回路４１における交流結合回路４２の時定数
τ1 および後段回路４５における交流結合回路４６の時定数τ2 は、互いに同じであって
も、異なっていてもよい。
【００２１】
　上記構成の赤外線式ガス検知器において、信号処理回路４０の具体的な一構成例を示す
と、前段回路４１における交流結合回路４２を構成するコンデンサＣ1 の静電容量が２２
μＦ、抵抗器Ｒ1 の抵抗値が２００ｋΩ、後段回路４５における交流結合回路４６を構成
するコンデンサＣ2 の静電容量が２２μＦ、抵抗器Ｒ2 の抵抗値が２００ｋΩ、抵抗器Ｒ

3 の抵抗値が３９０ｋΩ、抵抗器Ｒ4 の抵抗値が１０ｋΩであり、前段回路４１における
交流結合回路４２の時定数τ1 が４４ｓｅｃ、後段回路４５における交流結合回路４６の
時定数τ2 が４４ｓｅｃである。
【００２２】
　上記の赤外線ガス検知器は、次のように動作する。赤外線光源１５が所定の周期、例え
ば１ｓｅｃに制御された状態で光源駆動回路（図示せず）によって点滅駆動されると、こ
の赤外線光源１５より放射される赤外線が周期的（断続的）に焦電素子２１に供給される
ことにより持続的な電流信号が得られる。
　この焦電素子２１から出力される電流信号は、内部抵抗Ｒｇにより電圧信号に変換され
て、電界効果型トランジスタ２５のゲートに印加されることにより、電界効果型トランジ
スタ２５のソースからドレインに向けてドレイン電流が流れ、これにより、ソース電圧が
受信抵抗Ｒｓに発生し、このソース電圧がセンサ出力信号Ｓａとして出力される。ここに
、赤外線センサ２０から出力されるセンサ出力信号Ｓａは、上述したように、ガスセル１
１に導入されている被検査ガス中の検知対象ガスのガス濃度に応じた波高値を有する、直
流成分に交流成分が重畳されたものである。
【００２３】
　この赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａは、信号処理回路４０によって、その
直流成分が除去された状態で所定の信号レベルに上昇されると共に信号振幅が設定された
増幅率（ゲイン）で増幅される。
　すなわち、赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａは、図３－Ａにおいて曲線（α
）で示すように、信号レベル（中点出力）Ｖ1 が例えば０．７Ｖ程度のものであるが、前
段回路４１における交流結合回路４２によって、その直流成分が除去されると共に、基準
電圧電源４４Ａによって交流成分に直流バイアスが印加され、図３－Ａにおいて曲線（β
）で示すように、信号レベル（中点出力）Ｖ2 が例えば２．５Ｖ程度に上昇（信号レベル
変換）された状態で、電圧増幅率が１倍であるバッファ回路４３を介して信号レベル変換
センサ出力信号Ｓｂとして出力される。
　次いで、前段回路４１よりの信号レベル変換センサ出力信号Ｓｂが、後段回路４５にお
ける交流結合回路４６を介して増幅回路４７に入力されることにより、図３－Ｂにおいて
実線の曲線（γ）で示すように、増幅回路４７によって、信号振幅Ａ1 が例えば４０倍程
度の増幅率で増幅されて信号振幅Ａ2 のガス濃度算出用出力信号Ｓｃとして出力される。
【００２４】
　その後、信号処理回路４０よりのガス濃度算出用出力信号Ｓｃは、Ａ／Ｄ変換回路３４
によってデジタル信号（Ａ／Ｄ値）に変換され、これにより得られたデジタル信号に対し
て所定の信号処理がマイコン３３によって施され、例えば表示用の指示出力値が算出され
る。
【００２５】
　而して、上記の赤外線式ガス検知器によれば、赤外線センサ２０に対してコンデンサＣ

1 を含む交流結合回路４２を介して接続された、増幅率が１倍であるバッファ回路４３を
具えた前段回路４１と、この前段回路４１に対してコンデンサＣ2 を含む交流結合回路４
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２を介して接続された、前段回路４１よりの信号レベル変換センサ出力信号Ｓｂを所定の
増幅率で増幅する増幅回路４７を具えた後段回路４５とを有する信号処理回路４０を具え
ていることにより、前段回路４１を構成する交流結合回路４２および後段回路４５を構成
する交流結合回路４６のいずれか一方または両方の交流結合回路におけるコンデンサＣ1 

，Ｃ2 の漏れ電流が増大した場合であっても、センサ出力信号Ｓａにおける直流成分が増
幅されるその程度を小さく抑制することができる。
　すなわち、例えば、クラックの発生等により、前段回路４１におけるコンデンサＣ1 の
漏れ電流が増大した場合には、バッファ回路４３の増幅率が１倍であることから、赤外線
センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａは、直流成分が増幅されることなく、前段回路４１
より出力され、この出力信号は、センサ出力信号Ｓａの信号レベル（中点出力）が所定の
信号レベルまで上昇されていない状態（例えばセンサ出力信号Ｓａの信号レベルと同程度
の信号レベルのままである場合もある）であるため、後段回路４５を構成する交流結合回
路４６によって、前段回路４１よりの出力信号における直流成分が除去された後、基準電
圧電源４４Ｂによって直流バイアスが印加されて信号レベル（中点出力）が所定の信号レ
ベルまで上昇されると共に、信号振幅が増幅回路４７によって所定の増幅率で増幅される
。
　また、例えば、後段回路４５を構成するコンデンサＣ2 の漏れ電流が増大した場合には
、前段回路４１を構成する交流結合回路４２によって、赤外線センサ２０よりのセンサ出
力信号Ｓａは、その直流成分が除去された状態とされているので、前段回路４１よりの信
号レベル変換センサ出力信号Ｓｂの信号振幅が増幅回路４７によって所定の増幅率で増幅
される。
　さらにまた、例えば、前段回路４１を構成する交流結合回路４２におけるコンデンサＣ

1 および後段回路４５を構成する交流結合回路４６におけるコンデンサＣ2 の両方の漏れ
電流が増大した場合には、増幅回路４７による所定の増幅率での信号振幅増幅処理が行わ
れる前に、前段回路４１を構成する交流結合回路４２および後段回路４５を構成する交流
結合回路４６の各々によって、赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａの直流成分が
いわば段階的に除去されることになるので、直流成分が増幅回路４７によって増幅される
その程度を小さく抑制することができる。
　従って、赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号Ｓａに対して適正な増幅処理を行うこ
とができるので、赤外線センサ２０よりのセンサ出力信号の増幅処理における、波形のレ
ベル（中点出力）の変動量を小さく抑制することができてガス濃度測定を高い信頼性をも
って行うことができる。
【００２６】
　また、上記の赤外線式ガス検知器によれば、（Ａ）赤外線センサ２０よりのセンサ出力
信号Ｓａに対する信号処理が、それぞれ、センサ出力信号Ｓａの信号レベルを上昇させる
機能を有し、後段側の回路がセンサ出力信号Ｓａの信号振幅を所定の増幅率で増幅させる
信号振幅増幅機能をさらに有する前段回路４１および後段回路４５の２つの回路により、
行われる構成、（Ｂ）前段回路４１および後段回路４５に対する信号入力がコンデンサＣ

1 ，Ｃ2 を含む交流結合回路４２，４６を介して行われる構成、（Ｃ）赤外線センサ２０
に接続される前段回路４１が増幅率が１倍であるバッファ回路を有する構成、とされると
いったシンプルな回路構成で、上記効果を確実に得ることができる。
【００２７】
　以下、本発明の効果を確認するために行った実験例について説明する。
【００２８】
＜実験例１＞
　図２に示す信号処理回路（４０）において、前段回路（４１）におけるコンデンサ（Ｃ

1 ）に１ＭΩの抵抗器を並列に接続したところ、後段回路（４５）より所望の出力信号が
得られること（抵抗器を接続したことによる影響がない）ことが確認された。この結果よ
り、前段回路（４１）を構成する交流結合回路（４２）におけるコンデンサ（Ｃ1 ）の漏
れ電流が増大した場合であっても、赤外線センサ（２０）よりのセンサ出力信号を適正に
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増幅することができることが確認された。
【００２９】
＜実験例２＞
　図２に示す信号処理回路（４０）において、後段回路（４５）におけるコンデンサ（Ｃ

2 ）に１ＭΩの抵抗器を並列に接続したところ、後段回路（４５）より所望の出力信号が
得られること（抵抗器を接続したことによる影響がない）ことが確認された。この結果よ
り、後段回路（４５）を構成する交流結合回路（４６）におけるコンデンサ（Ｃ2 ）の漏
れ電流が増大した場合であっても、赤外線センサ（２０）よりのセンサ出力信号を適正に
増幅することができることが確認された。
【００３０】
＜実験例３＞
　図２に示す信号処理回路（４０）において、前段回路（４１）におけるコンデンサ（Ｃ

1 ）に１ＭΩの抵抗器を並列に接続すると共に、後段回路（４５）におけるコンデンサ（
Ｃ2 ）に１ＭΩの抵抗器を並列に接続したところ、後段回路（４５）より所望の出力信号
が得られること（抵抗器を接続したことによる影響がない）ことが確認された。この結果
より、前段回路（４１）を構成する交流結合回路（４２）におけるコンデンサ（Ｃ1 ）の
漏れ電流、および、後段回路（４５）を構成する交流結合回路（４６）におけるコンデン
サ（Ｃ2 ）の漏れ電流が共に増大した場合であっても、赤外線センサ（２０）よりのセン
サ出力信号を適正に増幅することができることが確認された。
【００３１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるも
のではなく、種々の変更を加えることができる。
　例えば、前段回路を構成する交流結合回路および後段回路を構成する交流結合回路にお
ける時定数（コンデンサの静電容量、抵抗器の抵抗値）、並びに、後段回路を構成する増
幅回路の増幅率は、目的に応じて適宜に設定することができる。
　また、後段回路は、コンデンサを含む交流結合回路および増幅器（オペアンプ）よりな
る「交流結合型増幅器」が多段に接続されて構成されていてもよく、このような構成の場
合には、センサ出力信号（信号振幅）の増幅率を目的に応じて適宜に調整することができ
る。
【符号の説明】
【００３２】
　１０　ガス検知部
　１１　ガスセル
　１１Ａ　ガス流入口
　１１Ｂ　ガス排出口
　１５　赤外線光源
　１８　光学フィルタ
　２０　焦電型赤外線センサ（赤外線センサ）
　２１　焦電素子（センサ素子）
　２５　電界効果型トランジスタ（ＦＥＴ）
　Ｒｇ　内部抵抗
　Ｒｓ　受信抵抗
　３０　制御部
　３１　デジタル変換回路
　３３　マイコン
　３４　Ａ／Ｄ変換回路
　４０　信号処理回路
　４１　前段回路
　４２　交流結合回路
　４３　バッファ回路
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　４３Ａ　オペアンプ
　４４Ａ，４４Ｂ，４４Ｃ　基準電圧電源
　４５　後段回路
　４６　交流結合回路
　４７　増幅回路
　４７Ａ　オペアンプ
　Ｃ1 ，Ｃ2 　コンデンサ
　Ｒ1 ，Ｒ2 ，Ｒ3 ，Ｒ4 　抵抗器
　Ｓａ　赤外線センサよりのセンサ出力信号
　Ｓｂ　信号レベル変換センサ出力信号（前段回路よりの出力信号）
　Ｓｃ　ガス濃度算出用出力信号（後段回路よりの出力信号）
　５５　赤外線光源
　６０　焦電型赤外線センサ
　６１　焦電素子（センサ素子）
　６５　電界効果型トランジスタ（ＦＥＴ）
　７０　増幅手段
　７１　交流結合回路
　７２　増幅回路
　７２Ａ　オペアンプ
　７３Ａ，７３Ｂ　基準電圧電源
　Ｃ0 　コンデンサ
　Ｒ0 ，Ｒ5 ，Ｒ6 　抵抗器

【図１】

【図２】

【図３－Ａ】

【図３－Ｂ】
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